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摘要(译)

沉积设备包括腔室，腔室中的支撑件，支撑基板的支撑件，腔室中的沉
积源，沉积源位于支撑件上方并朝向基板发射一种或多种沉积材料，支
撑件和支撑件之间的掩模。所述沉积源，所述掩模包括具有一个或多个
开口的沉积区域，所述一种或多种沉积材料穿过所述一个或多个开口，
以及边缘区域，所述边缘区域具有多个第一狭缝，所述边缘区域围绕所
述沉积区域，以及掩模的第一表面上的第一涂层，掩模的第一表面面向
基板。
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